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Czujniki oraz ich układ do ultradźwiękowego wykrywania wad
lezących płytko pod powierzchnią tworzywa

Patent trwa od dnia 2 maja 1955 r. ;

Badanie drobnych przedmiotów ultradźwię¬
kową metodą echa jest dotychczas mniej do¬
kładne niż badanie dużych przedmiotów. Defe¬
ktoskop jednokryształkowy, używający tego sa¬
mego przetwornika elektroakustycznego do wy¬
syłania i odbierania drgań ultradźwiękowych, w
ogóle nie wykrywa wad leżących płytko pod
powierzchnią, z której przeprowadza się bada¬
nie. Defektoskop dwukryształkowy ze zwykłymi
czujnikami wysyła drgania ultradźwiękowe z
czujnika nadawczego prostopadle do powierz¬
chni, z której przeprowadza się badanie. Drgania
odbite od wad zostają tylko wtedy wykryte, je¬
śli docierają do czujnika odbiorczego w tym
przypadku tylko od wad leżących dostatecznie
daleko od czujników, a więc w przedmiotach

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórca^
mi wynalazku są inż. mgr Józef Taibin i inż.
Mieczysław Kusek.

dużych. Znane są próby skośnego skierowania
drgań ultradźwiękowych pod powierzchnię,
przez zastosowanie czujników ze stalowymi na¬
sadkami. Czujniki tego rodzaju, wykonane przez
firmę H. Hughes & Son, London, wykazały jed¬
nak bardzo małą czułość z powodu silnego odbi¬
jania się w nich drgań ultradźwiękowych od
powierzchni styku czujnika z badanym przed¬
miotem. Drgania te błądzą wewnątrz nasadki,
a częściowo przedostają się po powierzchni ba¬
danego przedmiotu z czujnika nadawczego do
czujnika odbiorczego, gdzie mieszają się z drga¬
niami odbitymi od wad i tym samym utrudniają
ich rozpoznanie i zmniejszają wybitnie czułość
defektoskopu w tym obszarze.

W czujnikach według wynalazku, przedstawio¬
nych na rysunku, zastosowano nasadki -A z ma¬
teriału o małym oporze akustycznym, a równo¬
cześnie o dużym tłumfeniu dla drgań ultradźwię¬
kowych. Dzięki temw da?gatóa odbite na po-



wierzchni styku czujnaki z badanym przedmio¬
tem, błądząc wewnątrz nasadki ulegają silnemu
zmniejszeniu, natomiast drgania przechodzące
do materiału mają korzystne warunki przecho¬
dzenia, dzięki niskiej wartości oporności aku¬
stycznej materiału nasadki czujnika.

W dalszym ciągu zastosowano w tych czujni¬
kach przetworniki elektroakustyczne o prosto¬
liniowej jednej ściance B, przez co zwiększono
natężenie pola ultradźwiękowego w pobliżu
czujnika odbiorczego oraz zwiększono czułość
czujnika odbiorczego w pobliżu czujnika na¬
dawczego, w porównaniu do dotychczasowych
czujników, w których stosowano okrągłe prze¬
tworniki elektroakustyczne.

Stosując czujniki według wynalazku do badań
defektoskopem ultradźwiękowym typ MKUl fir¬
my Hughes, znajdującym się w posiadaniu In¬

stytutu Metalurgii, z łatwością wykryto wadę
o powierzchni 0,03 cm2 w odcinku rygla o dłu¬
gości 130 mm, podczas gdy innymi czujnikami
nie można było wykryć w tym samym odcinku
nawet wady o powierzchni 0,07 cm2.

Zastrzeżenie patentowe
Czujniki oraz ich układ do ultradźwiękowego

wykrywania wad leżących płytko pod powierz¬
chnią tworzywa według wynalazku, znamienne
tym, że do wykonania części czujnika o kształ¬
cie klina, mieszczącą się między przetwornikiem
elektroakustycznym, a powierzchnią roboczą,
stosuje się tworzywo silne tłumiące drganie
ultradźwiękowe, posiadające równocześnie nie¬
wielki opór akustyczny.
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